
 

Like to visualize uprising yield enhancement   

 

and accurate yield prediction? 

DMSplus provides the most efficient Yield Analysis 

and Defect Management Solution 

for semiconductor/FPD industry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defect Management System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Defect Management System 

 

반도체 및 FPD 산업에서의 가장 중요한 관리 지표는 수율로 대변될 수 있으며, 수율 향상

을 위하여 생산 현장에서는 막대한 비용을 지불하고 또한 많은 노력을 기울이고 있는 상황

입니다． 

 

또한 공정 기술이 미세화되고 복잡해 질수록 Particle로 대변되는 결함에 의한 수율 저하 현

상은 점점 높아지고 있습니다. 

 

이러한 결함관리를 위하여 반도체 및 FPD 산업에서는 Wafer 및 Glass에 대한 Inspection 

및 Review를 위하여 고가의 검사 장비를 다수 활용하고 있으며 이러한 장비로 부터 발생하

는 결과 Data를 효과적으로 수집, 분석 및 활용하여 수율 향상을 기대할 수 있는 효율적인 

시스템 구축이 절실합니다. 

 

DMSplus(Defect Management System)은 Defect Inspection 및 Review 장비로 부터 Defect 

Inspection Data, Defect Classification Data 및 Image Data를 손쉽게 Server 및 DB에 적재

하며 Data 수집과 동시에 Defect에 대한 Spec Out 및 이상발생 상황을 실시간으로 

Monitoring하여 Alarm을 발생 시킵니다. 또한 이렇게 수집된 Data를 다양한 관점에서 분석

함으로서 결함의 원인을 발견하고 Feedback할 수 있으며 궁극적으로는 반도체 및 FPD 업

체의 최우선 과제인 수율 예측 및 Yield Modeling을 실현할 수 있도록 지원하는 최적의 

Defect Management 솔루션입니다. 

 

  공정 프로세스의 안정화 및 수율 예측이 가능 

 불량에 대한 빠르고 심층적인 분석 가능 

 작업 및 분석 업무에 대한 생산성 향상 

 업무의 표준화 및 시스템화로 작업의 효율성 증가 

 별도의 장비나  컴포넌트에 대한 투자 없이 소프트웨어 만으

로 시스템 구축 가능 

 장비의 추가 설치 시 확장 용이 

 

 

 

 



DMSplus의 도입 필요성 

 

 수율에 영향을 주는 인자에 대한 체계적

인 관리 

 Probe Test 결과와 연계된 종합 분석 가

능 

 Memory Test 결과와 연계된 종합 분석 

가능 

 Random Defect Yield Loss 산출 가능 

Systematic Yield Loss 산출 및 Yield  

 Modeling 가능 

 수율 예측 가능 

 

DMSplus 특장점 

 

첨단 IT 기법과 축적된 반도체 및 FPD 산

업의 수율 분석 경험을 바탕으로 다음과 

같은 강력하고  

편리한 시스템 사용 및 운영환경을 제공합

니다.  

 

 

 

 Automatic Defect Map Design & Drawing : Recipe 정보를 자동으로 인식하여 Defect 

Map Drawing 

 Real Size Defect Map Drawing : 1/1000 ㎛의 고 정밀 Real Size Drawing으로 실물과의 

오차를 없앰 

 Defect Size Scope Handling : 미세한 Defect에 대한 식별을 용이하게 하기 위하여 

Defect Size를 자유롭게 조절하여 Drawing 

 No Limited Zoom-In/Out : Defect Map의 무한대 확대 및 축소 가능 

 Standardization Data Interface : Defect Inspection/Review Data Result를 표준화 하여 DB

에 저장 

 Various Data Collection Method : FPT(Get, Receive), NFS등의 다양한 Interface Protocol 

지원 

 Custom Review File Generation : 사용자가 Filtering한 Defect Data만을 Review시 선택하

여 활용할 수 있도록 Review Source File 생성 가능 



 Defect Map Drawing by GPU Acceleration : Defect Map Drawing시 Graphic Handling으로 

인한 병목현상 해소 

 Dynamic Data Selection : UI상에서 분석/조회 조건을 사용자가 Define하여 사용 가능 

 Custom Analysis Desk : 선택된 다량의 Defect Map중에서 사용자 별로 집중 분석하고자 

하는 대상 Defect Map만을 선정하여 분석하는 기능 

 Easy Maintenance : Process Monitoring, Data Loss Monitoring 및 Equipment Utilization 

Monitoring 등 다양한 Monitoring 기능 

 

 

DMSplus Architecture 

 

 

 

DMSplus 기술 기반 특징 

 



 

 

DMSplus Module 

 

 

 

DMSplus의 핵심 기능 

 Defect Map Analysis 



 Coloring by Defect Type & Size  

 Defect Density Map 

 Defect Image Gallery 

 Drag Defect Position  

 

 

 Map Overlay 

 Multi Defect Map Overlay 

 Multi Layer Defect Map Overlay 

 Test Map Overlay 

 

 

 

 

 DSA(Defect Sourcce Analysis) 

 Time Based Defect Source Analysis 

 DSA by Type & Size  

 Carry Over & Adder Defect Analysis   

  

 

 Repeat Defect Analysis 

 Shot Based Repeating Defect 

 Design Based Repeating Defect 

 Specification Repeating Defect  

 Glass / Wafer Based Repeating Defect 

 

 

 

 FBM(Fail Bit Momory) Overlay 

 Automatic Collection Matching Point 

 Drill Down Bit Map Analysis 

 Glass/Wafer, Shot, Die & Cell 

  

 

 Chart & Dynamic Report 



 Display Various Chart 

 Display Box Plot 

 Customization Batch / Dynamic Report  

 Main Process Equipment Report 

 Defect Killing Ratio / Defect Density Report 

 Equipment Utilization Report 

 

 

 

 Data & Eauipment Interface 

 Interface with Multiple Processing 

 Result Data Common Formatting  

 Customization of Review Source 

 Image Processing 

 

 

 

 Yield Modeling 

 Statistical Defect Yield 

 Defect Control Level Table 

 Systematic Yield Loss  

 Random Defect Yield Loss 

 Prediction Yield 

 

 

DMSplus의 도입 효과 

 Defect Monitoring 공정에서 발생하는 Data의 표준화 및 체계적인 관리 

 Defect Data의 실시간 Monitoring으로 이상발생에 대한 즉각적인 조치 가능 

 효과적인 Defect Management 및 이상 수율에 대한 개선 방안 제시 

 수율 항상에 필요한 분석 작업 및 장비의 Utilization을 정확히 파악 

 Defect Data 분석절차 간소화 및 양질의 Report 제공으로 조기 Process 안정화 

 관련 Data(Process, EDS Test, Memory Test, Equipment)와 연계 분석이 가능 

 수율 예측 및 Yield Modeling이 가능 

 Systematic Yield Loss 및 Random Defect Yield Loss 산출 가능  

 별도의 컴포넌트나 인터페이스 툴 없이 소프트웨어적으로 장비 확장 가능 


